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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月14日(2011.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリウレタンの層を含む成形品を射出操作で製造する方法において、
　ａ）まず、反応性成分であるポリオールおよびイソシアネートを混合ヘッド（２）にて
混合し、次に
　ｂ）工程ａ）で調製した反応性混合物を噴霧装置（３、３’、３’’、３’’’、３’
’’’）の流路（１１、１１’、１１’’、１１’’’、１１’’’’）に通して導き、
　ｃ）噴霧装置を出る反応性混合物を基材（５）の表面に噴霧し、そこで硬化する方法で
あって、
　ｄ）少なくとも２つの箇所で噴霧装置の流路にガスストリームを導入し、それらの２つ
の箇所の間の距離ｌを、噴霧装置の流路の距離ｌと直径ｄとの割合
【数１】

が１０より大きく、好ましくは１５より大きく、特に好ましくは２０より大きくなるよう
に選択する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　流路の入口領域に配置した第１供給パイプ（１０ａ、１０ａ’、１０ａ’’、１０ａ’
’’）により第１のガス導入を実施し、流路の出口領域に配置した第２供給パイプ（１０
ｃ、１０ｃ’、１０ｃ’’、１０ｃ’’’）を介して第２のガス導入を実施することを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　２つの箇所より多くの場所で、噴霧装置の流路にガスストリームを導入することを特徴
とする、請求項１または請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　流路（１１、１１’、１１’’、１１’’’、１１’’’’）へのガス導入を、接線方
向に実施することを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　流路は、異なる直径を有する複数のシリンダー状領域を有することを特徴とする、請求
項１～請求項４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　流路の直径は、出口開口に向かう方向でステップ状に増加することを特徴とする、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　ガスストリームを導入するための供給パイプを、断面拡大部の直ぐ下流に配置すること
を特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ポリウレタンの層を含む成形品を射出操作で製造する装置であって：
ａ）反応性成分であるポリオールおよびイソシアネートの貯蔵容器および計量ユニット、
ｂ）反応性成分を混合するための混合ヘッド（２）、
ｃ）貯蔵容器から計量ユニットへの接続パイプおよび計量ユニットから混合ヘッドへの接
続パイプ、
ｄ）混合ヘッド（２）に流体圧的に接続された、流路（１１、１１’、１１’’、１１’
’’、１１’’’’）を有する噴霧装置（３、３’、３’’、３’’’、３’’’’）
を有して成り、
ｅ）第１ガスストリームを流路に導入するための、流路の入口領域に配置した第１供給パ
イプ（１０ａ、１０ａ’、１０ａ’’、１０ａ’’’）、
ｆ）第２ガスストリームを流路に導入するための、流路の出口領域に配置した第２供給パ
イプ（１０ｃ、１０ｃ’、１０ｃ’’、１０ｃ’’’）であって、その２つの箇所の間の
距離ｌを、噴霧装置の流路の距離ｌと直径ｄとの割合
【数２】

が１０より大きく、好ましくは１５より大きく、特に好ましくは２０より大きくなるよう
に選択した第２供給パイプ
を更に有して成ることを特徴とする装置。
【請求項９】
　更なるガスストリームを導入するための少なくとも１つの更なる供給パイプ（１０ｂ、
１０ｂ’、１０ｂ’’、１０ｂ’’’）が、流路（１１、１１’、１１’’、１１’’’
、１１’’’’）において第１供給パイプ（１０ａ、１０ａ’、１０ａ’’、１０ａ’’
’）と第２供給パイプ（１０ｃ、１０ｃ’、１０ｃ’’、１０ｃ’’’）との間に配置さ
れていることを特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　流路への供給パイプの供給パイプ入口開口を、流路に対して接線方向に配置することを
特徴とする、請求項８または請求項９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　流路は、異なる直径を有する複数のシリンダー状領域からなることを特徴とする、請求
項８～請求項１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　流路の直径は、出口開口に向かう方向でステップ状に増加することを特徴とする、請求
項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　ガスストリームを導入する供給パイプを、断面拡大部のすぐ下流に配置することを特徴
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とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　ガスストリームを調節する制御要素（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）を、供給パイプ（１０
ａ、１０ａ’、１０ａ’’、１０ａ’’’、１０ｂ、１０ｂ’、１０ｂ’’、１０ｃ、１
０ｃ’、１０ｃ’’、１０ｃ’’’）に到るガスパイプ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）に配
置することを特徴とする、請求項８～請求項１３のいずれかに記載の装置。
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